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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

マスフローコントローラで特殊材料ガスの流量制御を行った後、接ガス部品の表面
観察を目的とする。

実験
Experimental

マスフローコントローラでSiH4の流量制御を行った後に分解。接ガス部品の表面と
未使用部品の表面を低真空走査電子顕微鏡で観察する。

結果と考察
Results and Discussion

流量制御を行ったマスフローコントローラのガスに接した部分の部品表面を、未使
用のマスフルーコントローラの部品表面と比較した。その結果、SiH4ガスに接した
部品表面には斑状の模様が見られた。成分に関しては不明だが、明らかに接ガスの
影響によるものと考えられる。今後、表面の成分を分析する予定である。
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